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１．概要（Summary） 

Sr2RuO4はスピン三重項カイラルp波超伝導体の候補

と目されている。スピン三重項超伝導のようなスピン成分

に自由度のある超伝導体において半整数磁束量子渦の

出現が予測されている。スピン流を伴う半整数渦は微小

試料において安定化する[1]。これまで、3m ループサイ

ズのAl トンネル接合型 SQUIDを用いた、局所磁化測定

システムの開発に成功した[2]。本研究では、半整数磁束

量子渦観測を目指し、1m サイズの SQUID 上に 2m

サイズの Sr2RuO4微小片を直接積載した、これまでよりも

微小サイズの磁化測定デバイスを作製する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ワイヤーボンダー 

【実験方法】 

SQUID：昨年度NIMSにて電子線描画装置を用いて

作製した SQUID基板を用いる。SQUIDは Al トンネル

接合型であり、蒸着装置(理科大)を用いて斜め蒸着法に

よってジョセフソン接合を作製する。 

Sr2RuO4微小片の作製：集束イオンビーム装置（理

研）を用いて、Sr2RuO4結晶を加工し微小化、磁束トラッ

プ安定化のため試料中心に穴をあけ、マニピュレーター

を用いて SQUID上に直接積載、ビームアシスト蒸着法

を用いてカーボンで試料を SQUID基板に固定する。 

測定準備：作製した SQUID基板をチップキャリアに積

載し、ワイヤーボンダーによりチップキャリアと SQUID回

路を電気的に接続する。パルス電流による SQUID破壊

を防ぐため、ボンダーパワー250、時間 50msに設定し、

Al ワイヤーをボンディングした。希釈冷凍機（理科大）、

および超伝導マグネットを用いて極低温下で磁場 

印加測定を行う。 

３．結果と考察 （Results and Discussion）  

Fig.1 は作製試料の SEM 画像である。Fig.2 は温度

150mK における試料に磁場を印加した際の SQUID の

臨界電流 Icの磁場依存性である。誘起された磁束渦に伴

う周期変調の不連続な跳びが観測された(Fig.2 矢印)。

2m×2m サイズの磁化測定デバイスの作製に成功し

たと言える。今後、半整数磁束量子渦検出に向けた実験

を進める予定である。 
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Fig.1: SEM image of 

Sr2RuO4 and SQUID. 
Fig.2: SQUID critical 

current as a function 

of applied field. 


